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摘要(译)

提供一种氧饱和度测量装置。氧饱和度测量装置包括：传感器，被配置
为检测氧饱和度测量装置的运动;光发射器，包括被配置为向目标对象发
光的发光电路;光接收器，包括被配置为接收光中的一个或多个的光接收
电路被目标对象反射或者通过目标对象传输的光产生信号，处理器被配
置为对与检测到的信号中的运动相对应的频率分量进行滤波，以从滤波
后的信号中检测脉冲频率，并确定氧饱和度使用滤波信号和检测到的脉
冲频率对目标对象进行分析。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c03bc37b-e5f6-49cc-b3e0-9577b8d53f57
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059088606/publication/US2017181680A1?q=US2017181680A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220170181680%22.PGNR.&OS=DN/20170181680&RS=DN/20170181680

